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1. はじめに 

マイクロロボットは工場配管のメンテナンスなど，狭所で

の活躍が期待されている[1]．このような活動はマイクロロボ

ットの自律行動が必要となる．我々は，微細加工技術であ

る Micro Electro Mechanical Systems (MEMS)技術を用いて，

自律行動が可能なMEMSマイクロロボットの開発をおこなっ

ている[2]．自律行動のためにはアクチュエータ，センサ，制

御回路，電源が必要である．電源を搭載するために，低消

費電力の静電モータを開発した．しかし，6 つの部品，7 つ

の接続点で構成した従来の脚部は，摩擦力による影響が

大きく，脚部駆動が十分におこなえなかった． 

本論文では，脚部駆動に必要な力の減少を目的に，摩

擦力を抑えた脚部構造を作製したので報告する． 

2. MEMS マイクロロボットの脚部 

MEMS マイクロロボットの脚部を図 1 に示す．固定点を F

点，力点を P点とする．脚部は直線運動を足踏み運動に変

換するために，4 節リンク機構とクランク機構を組み合わせ

た．摩擦力を軽減するために，脚部は 4 つの部品で構成し

た．したがって，従来脚部より接続点が 3 つ減少した．シリ

コン製の Bar1～Bar4 を軸で接続し，ワッシャによって固定

した． 

脚部の動作を図 2 に示す．P 点が直線状に変位すること

で①～⑧の順で足踏み運動をおこなう．Bar3 が死点位置

にある場合，Bar3 をコの字に設計したため力の加わり方が

変わり回転する． 

作製したMEMSマイクロロボットの脚部を図 3に示す．測

定は微小力測定装置でおこなった．P 点が下に変位すると

きを PUSH，P点が上に変位するときを PULL とする．図 3よ

り，脚部駆動に必要な力は PUSH時に最大 138μN，PULL

時に最大 72μN である．静電モータは最大押出力 1565μ

N，最大引き戻し力 140μNであるため，作製したMEMSマ

イクロロボットの脚部は静電モータで駆動可能である． 

 

 

 
3. まとめ 

本論文では MEMS マイクロロボット用のてこクランク脚部

を新たに作製した．測定結果より，静電モータで駆動可能

であることを示した．今後は，実際にマイクロロボットに搭載

して動作実験をおこなう予定である． 
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図 1 MEMS マイクロロボットの脚部 

 
図 2 脚部の動作 

 
(a) MEMS マイクロ  (b) P 点の変位に対して脚部駆動 

ロボットの脚部           に必要な力 

図 3 作製した MEMS マイクロロボットの脚部 
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